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10 Prober xnlt Beladevoz-z-lclitiing 

Z'usammenfas sung 

Der Erfindung, • die einen Prober rait Beladevorrichtung be- 
15 trifft, der einen Chuck aufweist/ der mit einer Auflagefla- 
che far .ein Testsubstrat und mit einem Chuckantrieb verseheji 
ist, mittels dessen der Chuck in einem Axbeitsbereich vex*- . 
fahrbar ist, und der ein Aufnahmemittel fiir die Aufnahme von 
Testsubstraten aufweist, das. von einem Arbeitabereich des 
20 Chucks, zu einer Auf nahmeposition auiSerhalb des . Arbeit sberei- 
ches verfahrbar ist, liegt die Aufgabe zugrunde, die Genau- 
igkeit der Bewegung des Chucks zu erhdhen. Bei Probern mit 
einer kontrollierten Atmosphare besteht aufierdem die Aufga- 
be, eine Exposition des Chucks an die freie Atmosphkre zu 
25 vermeiden. Dies Wird dadurch gel5st, dass ein Schlitten vor- 
gesehen . ist, der zwischen einer Chuck-nahen Position/ bei 
der sich der Chuck in einer Position innerhalb des Arbeits- 
/SNi) ^ bereiches bef indet/ und der Aufnahmeposition ver fahrbar ist, 
der mit einer Halterung versehen isty in der das Testsub- 
3 0 strat zumindest mittelbar so einsetzbar ist, dass das Test- 
substrat in der Chuck-nahen Position des Schlittens liber dem 
Chuck liegt* Die Halterung und der Chuck sind in der Chuck- 
nahen Position des Schlittens relativ zueinander vertikal 
beweglich. (Fig* 2) 
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10 Pz-ober mit Beladevorxrxclitung 

Die Erfindung betrifft einen Prober mit Beladevorrichtung, der 
einen Chuck aufweist, der eine Auf lagef lacbe ftir ein Testsiib- 
strat, bestehend aus Substrattrager uhd zu testendem Baueleffient 
\ 15 aufweist und mit ein^ Chuckantrieb verselien ist. Mittels des 
■ ChuckcLntriebes ist der Cbuck in einem Arbeitsbereich. verfabr- 
bar. Weiterbin ist ein Aufnahmemittel fiir die Aufnahme von 
Testsubstraten vorgeseben, das von einem Arbeitsbereich des 
Chucks zu einer Aufnahmeposition auSerhalb des Arbeitsbereiches 
.20 verfahrbar ist. 

TGStsubstrate bestehen aus einem .Substrattrager, auf dem zu 
testende Bauelemente angeordnet sind. Seiche Bauelemente kOnnen 
Halbleiterchips dars tell enV wer den diese- Halbleiter chips noch 
auf der Halbleiterscheibe befindlich, also im Sqheibenverband, 

25 getestet, dann stellt die Halbleiterscheibe selbst den Siib- 
strattrager daf. Testsubstrate kOnnen. jedoch auch andere Baur- 
"^i© elemente sein, wie vereinzelte Halbleiterchips, Hybridbauele- 

mente, mikromechanische Bauelemente und dergleichen. Die Test-, 
substrate werden. dann beim Testen auf dem Substrattr^ger ange- 

30 ordnet. Jeder Substrattrager weist eine glatte und ebene Unter- 
seite zur Auflage auf die Auf lagef lache des Chucks auf . 

Zum Testen von Test subs traten, wie beispielsweise von Halblei- 
terchips im Scheibenverband auf Halbleiterscheiben, so genann- 
ten Wafern, d-h. zum Priifen der Funktionssicherheit .der Halb- 
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leiterchips werden diese mit Kontaktiemadeln kontaktiert, , dann 
ubear diese Kontaktiemadeln mit elektrischeri Signalen beauf- 
schlagt und die elektrisclie Reaktion gemessen. D^ei besteht 
auch die MGglichkeit, die optische Reaktion der Halbleitercliips 
- * 5 auf die elektrischen Signale oder die elektrisclie Reaktion auf 
eine Beauf schlagimg der Halbleiterchips mit Liclit- oder anderer 
^ Strahlung zu messen, Ein derartiges Testen gescbieht in Pto- 

berxL'. Darin werden die Halbleiterscheiben auf eine Waf eraufnah- 
me, einem so geaaannten Cliuck abgelegt und auf diesem gehalten. 
10 Der Chuck befindet sich auf einem Kreuztisch, wodurch die Halb-- 
leiterscheibe relativ zu den Kontaktiemadeln positioniert wer- 
den kann. 

Prober* werden zum Testen von Test subs tra ten unter unterschied- 
_J^J^ liclisten Umgebungsbedingungen eirigesetsst . Zur Realisierving die- 

^•v^' 15 ser Umgebungsbedingungen ist der Chuck mit einen Gehause umge- 
ben, in dem er sich frei bewegen kann. Durch dieses GehSuse 
kann eine . kontrollierte Atmosphare eingestellt werden. Auch 
kann das Gehause der Abschirmung vor ungewunschter . elek- 
tromagnetischer Strahlung dienen, 

20 Der Chuck dient nicht nur der Aufnahme der Testsubstrate, son- 
dern er hat. darliber hinaus noch mehrere Pimktionen zu erfiillen, 
wie Heizen oder Klihlen der Testsubstrate oder Einstellung eines 
kohtrollierten Potentials , Hierzu ist der Chuck mit 
Medienleitungen zum aufieren Anschluss an entsprechende 

25 Medienquellen versehen. 

■J Wie die Gestaltung des Probers auch gewShlt ist, muss der Chuck 

vor dem Testen mit einem Testsubstrat versehen, d.h, beladen 
werden. Hierfiir werden Beladevorrichtungen verwendet .. Eine Be-- 
ladevorrichtung ist an einem Prober der Firma Cascade Microtec 
30 Inc. 'bekannt, bei dem auf dem Kreuzt.isch ein Ftihrnmgsschlitfeen 
. vorgesehen ist,. mittels dem der Chuck von dem Kreuztisch gelost 
und aus dem Gehause herausgef ahren werden kann. Hierfur ist in 
dem Gehause eine Klappe vorgesehen, die den Austritt des Chucks 
erlaubt . 
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Zum Beladen wird der Chuck auf dein Ftihrungsschlitten durch die 
Klappe. hindurch aus d&m GehMuse bis zu einer Aufnahiueposition 
lierausgef aliren. Die Auf nahmeposition befindet sicli an einer 
Seite des Probers, an der eine Bedienperson iiblicherweise 
5 steht. In dieser Aufnahmeposition wird eine Halbleiterscheibe 
mittels einer -Pinzette aufgelegt. Anschliefiend wird der Chuck 
wieder eingefahren, bis er seine Position uber dem Kreiiztisch 
wieder eingenommen hat, um dann ainschliefiend mit dem Kreuztisch 
zur Positionierung der Kontaktiernadeln verfahren zu werden, • 
10 Nach dem Einfahren des Chucks wird die Klappe wieder geschl os- 
sen. Bei dieser Losung stellt der Chuck selbsfc das Aufnahiaeinit- 
tel dar, das von dem Arbeitsbereich des Chucks in die Aufnalmie- 
, position gefahren wird. Hier wird im librigen vor Herausfahren 
des Chucks zur Aufnahmeposition die Position des Chucks inner- 
15 halb seines Arbeitsbereiches eingenommen, die am nachsten zur 
. Aufnahmeposition liegt,. urn die Verfahrwege so kurz wie moglich 
zu halten. 

Nachteilig ist bei dieser L6sung zum einen, dass der Chuck re-, 
lativ lange verfahrwege zu absolvieren hat. Dabei miissen alle 
20 * Medienleitungen der langen Bewegung des Chucks folgen und 
selbst relativ lang gestalfcet werden. Insbesondere Kaltemittel- 
leitungen sind relativ steif und behindern $ omit' die ' Heraus- 
fahrbewegung des Chucks aber auch die Bewegung des Chucks auf 
dem Kreuztisch. Dies beeintrSchtigt die Genauigkeit der Bewe- 
25 ■ gung. 

Zujti anderen ist es nachteilig/ dass der Chuck von dem Kreuz- 
. tlsch IGsbar sein muss, da dies zusStzliche instabilitaten und 

damit IJngenauigkeiten mit sich bringt _ 

Zum dritten stellt es sich als nachteilig dar, dass bei dieser 
30 Losung der Chuck auch in dem. Falle, dass . er. Kuhlfunktionen 
wahrzunehmen hat, aus dem Gehause herausgefahren werden muss. 
Dabei wird er namlich der freien Umgebungsatmosphare ausge- 
setzt. Aus dieser wird sich Feuchtigkeit auf dem kalten Chuck 
niederschlagen, was zu einem aufierst unerwUnschten Feuchtig- 
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keitseintrag in das Gehause fiihrt. 

Der Erfindiing liegt somit die Aufgat>e zugrunde, die Genauigkeit 
der Bewegiing des Chucks zu erhoheri. Bei Probem mit einer kon- 
troilierten Atmosphare besteht auSerdem die Aufgabe, eine E^o- 
5 sition des CJiucks an die freie Atmosphare zu vermeiden, 

Diese Aufgabe wird dadurch geldsC, dass ein Schli.tten vorgese- 
hen ist, der zwischen einer Chuck-nahen Position/ bei der sich 
der Chuck in einer Position innerhalb des Arbeit sbereiches be-- 
findet, und der Aufnahmeposition verfahrbar ist* Dabei ist der 
10 Schlitten mit einer Halterung versehen, in der das Testsiabstrat 
zumindest mittelbar so einsetzbar ist, dass das Testsijbstrat in 
der Chuck-nahen Position des Schlittens uber dem Chuck liegt- ■ 
^'^ ^ Die .Halterung und der Chuck sind in der Chuck-nahen Position 

des Schlittens relativ zueinander vertikal beweglich* 

15 Damit kann der Schlitten von seiner Chuck-ixahen Position in die 
Aufnahmeposition fahrexi* Dort wird er mit einem Testsubstrat 
versehen. Dies kann defart geschehen, dass das Testsubstrat di- 
rekt in die Halterung eingelegt wird.' Es ist aber auch moglich, 
dass das Testsubstrat durch Zwischenschalten weiterer Mittel 

20 mit der Halterung verbunden wird. 

1st die Halterung somit zumindest mittelbar mit einem Testsub- 
strat versehen, kann der Schlitten wieder von der Aufneihmeposi- 
tion in die . Chuck-nahe Position fahren. Damit gelangt das Test- 
substrat uber die Aufnahmef ISche des Chucks, Durch die Relativ- 
25 bewegtmg zwischen Chuck UJid der Halterung gelangt die Aufnahme- 
flache in Kontakt mit der Unterseite des Testsubstrats, wodurch 
das Testsubstrat an den Chuck ubergeben wird. 

Damit" wird erreicht, dass eine Bewegung des Chucks, die zu den 
geschilderten Nachteilen des Standes fiihrt, vermieden wird* 

30 In einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass. der 
Arbeitsbereich des Chucks mit einem Gehause umgeben ist. Dabei 
liegt die Aufnahmeposition aufierhalb des Gehauses. In dem Ge- 
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hause ist eine Offnuixg vorgesehen, die mit einer Klappe ver- 
schliefibar ist. Mit diesem Gehause wird eine kontrollierte um- 
gebung urn den Chuck geschaffen, die das Testen des Testsub- 
strats unter verschiedenen Bedingiingen, wie Tief stteirrperatur 
5 Oder vakuum zu ermOglichen. Es ist erf orderlich, dass die kon- 
trollierte Umgebung wahrend des Testens eingestellt wird. Dies 
wird dadurch gewahrleistet , dass die klappe nacli Einfahren des 
Testsubstrats in das Gehause wieder geschlossen werden kann. 
Das Bestucken der Halterung mit einem Testsubstrat kann dagegen 
10 an freier Atmosphare, vorzugsweise an der Bedienseite des. Pro- 
bers geschehen. 

In einer Ausfuhruhgsform weist der Schlitten ' einen eigenen 
Scblittenantrieb auf, der mit dem Cbuckan'trleb verbunden ist. 
^ V^fc Damit konnen geririge Verfahrwege des Schlittens dadurcb reali- 

15 siert werden, dass bei einer Ausgabe Oder einer Aufnalune eines 
Testsubstrats der Chuck in eine Position fahrt, die moglichst 
nahe an der Aufnahmepo'sition liegt. Dann kann der Schlitten von. 
dieser nahen Position in die Aufnahmeposition fahren, 

Xn einer anderen Ausfuhmng ist vorgesehen, dass der Schlitten 
20 einen Schlittenantrieb .auf weist , der mit dem Gehause verbimden 

ist. Damit wird der S chl it tenant rieb von dem Chuck vol Ikommen 

entkoppelt. Zur Obergabe von Testsiibstraten fahrt dann der 
. Chuck in eine definierte Position, die die Chuck-nahe Position 

fiir den Schlitten darstellt . In dieser Position wird der Chuck 
25 dann gehalten, bis die ttbergabe erfolgt ist- 



Zur Realisierxmg der vertikalen Relativbewegung zwischen Halte- 
rung und Chuck ist in einer Ausf lihrungsf orm der Erf indung vor- 
gesehen, dass der Schlitten oder der Schlittenantrieb mit einem 
eigenen Vertikalantrieb vers ehen ist,. mit dem der Schlitten re^ 
30 lativ zum Chuck vertikal beweglich ist. Die vertikale Relativ- 
bewegung kann andererseits ohne einen eigenen Vertikalaiitrieb 
des Schlittens durch eine Vertikalbewegung des Chucks reali- 
siert werden, da der Chuck stets horizontal wie vertikal beweg- 
lich gestaltet ist, also in der- Regel einen eigenen Vertikalan- 
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trieb aufweist . 

um zu gewShrleisten, dass der Zugang zur Oberflache der Test- 
siibstrate nicht behindert wird, ist in einer Ausf Ohrungsf orm 
vorges^en> dass der Schlitten lanterhalb einer Ebene angeordnet 
5 i^t, in der die Auf lagef lache liegt- 

In einer gunstigen Ausgestaltung der Erf indung ist zur einfa- 
chen Realisierxang des Schlittens vorgeseben, dass dieser aus 
mi-ndestens einer seitlicb neben dem Chuck angeordneten Tele- 
skopschiene besteht. in diese Teleskopschiene ist daim die Hal- 
10 tung einzubringen, die imvFalle einer Teleskopscbiene an dieser 
hangt. Gunstig ist es dabei auch beispielsweise zwei Teleskop- 
scbienen vorzusehen; zwiscben denen sicb die Halteriing er- 
streckt, damit eine einseitige Hebelwirkung auf eine einzelne 
Teleskopschiene vermieden warden kann, 

15 in einer Variant e der mittelbaren Aufnabme des . Testsubstrats in 
der Halterung ist vprgesehen, dass die Halterimg mit einer Pin- 
zettenbalterung zur Aufnahiae einer das Testsubstrat haltenden 
Pinzette versehen ist. Weiterhin weist der Chuck ' mindes tens 
drei Hubstiften auf, die senkrecht zur Auf 1 age fl ache zwischen 

20 einer ersten Position^ in der jede Stiftspitze an dem oberen 
Ende jedes Stiftes in odeir iinter der Auf lagef lache und einer 
zweiten Position, in der jede Stiftspitze um einen Betrag liber 
der Auf lagef l^che liegt, beweglich sind. 

Testsubstrate werden ublicher Weise mit Pinzetten gehamdhabt. . 
, 25 Diese pinzetten untergreifen die Testsubstrate an der Ifeitersei- 

^ te mit einer Vakuxjmsaugf l^che, Diese Saugfiaclie wird dann mit 

VakuiOT beaufsch'lagt- Dies kann beispielsweise durch eine Vaku- 
uirqpumpe in der' Pinzette geschehen. Damit wird jeder manuelle 
Kontakt, der immer mit einer erhohten Bruch- oder Verschmut- 
30' zungsgefahr verbunden ist, vermieden* Eine derartige Pinzette 
• kanri nun direkt in die Halterung eingelegt werden, Dort. wird 
sie zusammen mit dem Testsubstrat uber die Aufnahmef lache des 
Chucks gefahren. Durch die vertikale Relativbewegung zwischen 
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Halterung und Chuck gelangt die Unterseite des Test subs trats in 
Kontakt mit den Spitzen der Hubstifte, die sicli in ihrer zwei- 
ten, also der herausgef ahrenen Posifcion bef inden. Damit kann 
die Pinzette von dem Testsubstrat , z.B. durcli eine Beltiftxmg 
5 deir Vakuxxmsaugf l^che, gelost warden. 

Zweckmafiigerweise werden sich die Mittel, die ein Losen der 

Pinzette von dem. Test subs trat bewirken, aucb bei eingef ahreneni 

I 

Schlitten, d,h, wenn sich dieser in der Chuck-nahen Position 
befindet, in der Nahe der Aufnahmeposition befinden, also von 

10 einer Bedienperson leicht zu handtiaben sein. Dies kann bei- 
spielsweise dadurch realisiert werden, dass die Pinzette einen 
verlangerten Schaft, vorz:ugjsweise mit einer Lange, die grofier 
als der verfahrweg des Schlittens ist, aufweist. An . diesem 
Schaft konnen dann entsprechende. Bedienmittisl, beispielsweise . 

15 ein Ventil Oder ein Betatigungsmittel fur ein Ventil, oder an- 
dere Entriegelungsmittel angeordnet sein*. . ^• 

lirach dem Losen der Pinzettfe kann diese von dem Testsubstrat 
entfernt werden, da die ausgef alirenen Stifte einen Abstand zwir 
schen der Auf lagef lacbe und der Unterseite des Testsuibs trats 

20 einstellen.' in diesem Zwiscbenraum ist dann die Pinzette frei 
•beweglich und kann herausgezogen werden. Dies kann mittels des 
Schlittens, an dessen Halterung die Pinzette nocb befestigt ist 
~ geschehen. Der Schlitten kann somit die Pinzette wieder an die 
Aufnahmeposition bringen, wo die Bedienperson die Pinzette wie- 

25 der aus der Halterung lost. Der Schlitten wird anschlieSend 
wieder eingefahren. 

Nach Entfernen der Pinzette unter dem Testsubstrat werden die" 
Hubstifte in ihre erste . Position ' gebracht/ wodurch die Unter- 
seite- des Testsubstrats in Kontakt mit der Auf lagef lache ge- 
30 iangt. Damit ist der Chuck mit dem Testsubstrat beladen* Zum 
Herausfahren des Testsubstrats wird in umgehrter Reihenf olge 
verfahren. 

Insbesondere bei einer Anordnung des Schlittens unter der Ebene 
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der Auf lagefiache ist es zweckmafiig, die Pinzettenhaltenmg mit 
einer vertikalen Sttitze zu verselien, wobei die Pinzettenlial te- 
rming einen vertikalen Abstand von dem Schlitten aufweist. Damit 
wird gewahrleistet , dass das Testsobstrat durcli die Pinzette in 
5 der Hohe der. Auf lagef lache geiialten wird. 

in einer anderen Variante der'-Aufnahme des Testsubstrats durcli 
die Halterxang ist vorgesehen, dass der Chuck aus einem* Chuck- 
korper mit einer Chuckf lache xond einer auf die Chuckf lache auf 
liegenden Chuckplatte besteht, die mit der Auf lagef l^che verse^ 
10 hen ist imd die von dem ChuckkOrper I5sbar ist. Die Chuckplatte 
weist mindestens drei Ober die Chuckf ISche aberstehende Wasen 
auf- Die Halterung weist eine Offnung auf, die eine der Chuck- 
^ flache ahnliche Of fnungsf lache derart aufweist, dass die Halte- 

"^' V rung in der ' Chuck-nahen Position den Chuckkejrpex- zumindest 

15 teilweise beriihrtingsfrei mit einem Abstand umgreift, der klei- 
ner ist, als der Oberstand der Nasen liber die Chuckf lache. 

Durch die Off nungs flache ist die Halterxing bei zuitiindest teil- 
weisem Umgreifen des Chucks relativ zum Chuck vertikal beweg- 
lich. Wird nun eine vertikale Relativbewegung ausgefiihrt, so 
greift die Halterung xinter die Nasen der Chuckplatte imd hebt 
diese von der Chuckf lache ab. Nunmehr kann die Bewegung des 
Schlittens zur Aufnahmeposition hin erfolgen. An dieser Aufnah- 
meposition wird dann auf die auf der Chuclcplatte befindlichen 
/ Au fl age fl ache ein Te^tsubstrat aufgelegt. AnschlieSend wird der 
Schlitten mit Halterung, Chuckplatte und T.estsubstrat wieder in 
die Chuck-nahe Position gebracht- Dort wird dann wieder durch 
Ausfuhren einer vertikalen Relativbewegimg die Chuckplatte mit 
dem auf der Auf lagef lache auf liegenden Testsxabstrat auf .die 
Chuckf lache aufgelegt. Damit ist 'der Chuck mit- dem Testsubstrat 
beladen, 

Auch bei dieser Los\ang ist es nicht erf orderlich, den gesamten 
Chuck zu bewegen, weshalb die eingangs geschildertesn Nachtelle 
des Standes der Technik vermieden warden koniieix. 
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Eine MQglichkeit der Gestaltung der Chuckplatte besteht darin, 
dass die Nasen mit der Chuckplatte- einstiickig verbunderi sind. 

In einer anderen Variante kdimen die Nasen separate Bauteile 
darstellen, die mit der Chuckplatte fest verbunden sind. 

5 ZweckmaSiger Weise wird die Hal terming bei der Variante mit der 
Chuckplatte derart ausgefuhrt, dass die Halterung aus einer 
, ' . Platte besteht, in der die Of fnungsf l^che eingebracht ist. 

In einer weiteren Ausgestaltung der ErfindLung ist vorgesehen, . 
dass der Chuck wiederum aus einem ChuckkOrper mit einer. Chuck- 
10 fiache und einer auf die Chuckflache aufliegenden Chuckplatte 
besteht, die mit der Auf lagef lache versehen ist und die von dem 
Chuckk<3rper losbar ist. In diesein Falle weist die Chuckplatte 
^ ^^t^ an ihrer unterseite erste Haltemifctel auf, die in zweite Halte- 

mittel,. die mit dem Chuck verbunden sind, lOsbar eingreifen. 
15 Der Schlitten ist von der Aufnahmeposition von aufeen einschieb- 
bar. Dabei weist der Schlitten ein drittes Haltemittel auf, das 
in ein viertes Haltemittel an der Chuckplatte lOsbar eingreift. 

In diesem Falle wird der Schlitten aufierhalb des Probers gela- 
gert und nur zum Beladen eingeschoben, Damit werden beispiels- 
20 weise jFeuchtigkeitseintr^ge durch den Schlitten vermieden, wenn 
dieser beispielsweise in dem Gebause wahrend des Testens kalt 
wurde. 

In einer anderen Ausgestaltung init einem einschiebbaren Schlit- 
^/ ten ist vorgesehen, dass der Substrattrager em seiner Untersei- 

y'^^^ 25 te erste Haltemittel aufweist, die^' in zweite Haltemittel, die 
^ mit dem Chuck verbunden sind, 15sbar eingreifen. Der Schlitten 

ist von der Aufnahmeposition von aul^en einschiebbar und weist 
ein dirittes Haltemittel auf, das in ein viertes Haltemittel an 
dem Substrattrager losbar eingreift. 

30 Hier zelgt sich der Vorteil insbesondere darin, dass die Test- 
substrate aufierhalb des Probers vorbereitet werden kftnnen. So 
kann beispielsweise ein Siibstrattrager mit mehreren zu testen- 
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10 . 
den Bauelementen bestuckt warden. 

Weiterliin ist bei beiden AusfOhningsf ormen eizies yon auiSen ein- 
schiebbaren Schlittens vorgesehen, dass das erste Haltemittel 
aus einer Fiihrungsnut besteht, in die ein Haltestif t als zwei- 
5 tes Haltemittel eingreift oder umgekehrt, Damit kann ein Halten 
der Chuckplatte oder des . Substrattragers auf dem ChuckkGrper 
Oder dem Chuck bereits d\arch das Einschieben des Schlittens re- 
alisiert werden. 

Es ist zweckmaiSig, dass die Fuhrungsnut einen die. Puhnmgsnut- 
10 breite im Randbereich der Fuhrungsnut zn einem Schlitz verrin- 
gernden Nutrand aufweist und der Hal tes ti ft eine pilzartigen 
Kopf aufweist/ der unter den Nutrand der Ftihrungsnut greift, 
wobei der Haltestif t in dem Schlitz langsbeweglich ist,. 

Durch eine solche Fiihrungsnutgestaltung wird einerseits eine 
15 seitliche Halterung realisiert, als auch die Chuckplatte Oder 
der Substrattrager nach pben hin arretiert* Damit kann eine 
durch den Chuck oder den Chuckkorper ausgelOste vertikale Rela- 
tivbewegxing genutzt werden; um eine kraf tschliissige Verbindung 
. zwischen Siibs trattrager und Chuck oder zwischen Chuckk6rper ixnd 
20 Chuckplatte eiiigestellt werden. Hierzu wird lediglich der 
Chuckkorper oder der Chuck nach oben gef ahren und drtickt ent- 
sprechend gegen die Chuckplatte oder den Substrattrager . Da 
die^e durch den uber den Nutrand der Fiihrungsnut xond damit kor- 
resppndierend tiber den Kopf nach unt en ' gehal ten werden, ent- 
25 steht eine Andruckkraft. Diese kraf tschlussige Verbindung er- 
hoht wiederum den Warmekontakt zwischen den Bauteilen. 

Eine weitere Ausf iihrtmgsf orm der Erfindung sieht vor, dass die 
Chuckplatte Oder der Substrattrager an ihren von der Aufnahihe-' 
position aus gesehen rechten und linken Seite Fiihrungsiangssei- 
30 ten aufweisen, die zu der Bewegungsgeraden zwischen Aufnahmepo- 
' sition und Chuck-naher Position parallel verlaufen, Der Schlit- 
ten weist zwei innere Fuhrungsschienen auf^ in denen die Fiih- 
rungsl^gsseiten einschiebbar sind. Relativ zur Aufnahnieposi- 
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tion f estgelegt sind aulSere Fuhrungsschienen vorgesehen, in die 
der Schlitten in einer Einschubebene einschiebbar ist. 

Somit: wird es maglich, den Schlitten zusammen mit Substrattr^- 
ger und/oder Chuckplatte auf den ^ufiereri Ftihrungsschienen von 
5 der Aufnahmeposition zu der Chuck-nahen Position zu schieben. 
Dort wird der Substrattrager oder die Chuckplatte uber die ers- 
ten iind zweiten Haltemittel festgehalten. Danach kaion der 
Schlitten wieder herausgezogen. werden, wobei der Schlitten wie- 
der in den aufieren Fuhrungsschienen gleitet. Dabei wird die 
10 Chuckplatte oder der Substrattrager aus dem Schlitten herausge- 
zogen, wobei deren Puhrungslangsseiten in den inneren Fuhrungs- 
schienen gleiten. 

Xnsbesondere ist es hierbei gunstig, dass vier Haltestifte mit 
nach oben gerichteten 'K5pf en und zwei zur Bewegungsgeraden pa- 

15 rallel liegende Fuhrungsnuten vorgesehen sind. Dabei korrespon- 
dieren mit jeder FOhrungsnut je zwei Haltestifte* Die- Halte- 
stifte sind vertilcal beweglich mit dem Chuck oder d&m Chuckk^ir- 
per verbunden und f ederbelastet in ihre untere Position gezo- 
gen. Beim Schieben der Fuhrungsnuten auf die Haltestifte sttit- 

20 zen sich die Bodenf lachen der Fahrungsnuten auf den obersteh 
Punkten der Kopfe unter Losung der FUhrungslangsseiten von den 
inneren Ftihrungsschienen ab. 

Damit.wird erreicht, dass beim Einschieben Substrattrager oder 
Chuckplatte auf die KOpf e aufgeschoben werden iind sich dabei 
-'25 die Fiihrungsiangsseiten von den inneiren Fiihrungsschienen lasen. 
Dies erleichtert das Herausgleiten* des Subs t rat tr^gers oder der 
Chuckplatte aus dem Schlitpen. 

Das dritte Haltemittel ist von dem vierten Haltemittel von au- 
fien 15sbar * wahrend des Herausziehens des Substrattragers oder 
30 der Chuckplatte muss notwendiger Weise eine Verbindung des 
dritten und vierten Haltemittels bestehen, urn eine entsprechen- 
de Zugkraft ausuben zu kGnnen. ZweckmSfiigerweise wird wahrend 
des Einschiebens ebenfalls eine Verbindung zwischen dritten und 
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in PerspektivdarstellTong, 

Figr. 12 einen Schlitten mit eingGsetztem Siibstrattrager in 
perspektivdarstellimg und . 

Fig. 13 einen Chuck mit zweiten Halteelementen in perspekti- 
5 visdier- Prinzipdarstellung, 

Wie in den Fig. 1 bi's 7 dargestell't, weist ein Prober 1 einen 
Chuck 2 auf / der mit einer Auf lageflache 3 far eine Halbleiter- 
.- scheibe 4 als Testsubstrat versehen ist. 

Der Chuck 2 ist mit einem Chuckantrieb 5 versehen, mittels dem 
10 der Chuck 2 in einem Arbeitsbereich 6 verfahrbar ist. Der Ar- . 
beitsbereich 6 des Chucks 2 ist mit einem Geh^use 7 umgeben,. 
das an seiner Bedienseite 8 eine Offniing 9 aufweist, die mit 
einer Klappe 10 verschlieSbar ist, / . . 

An .dem Chuck 2 ist ein Schlitten 11 angebracht, der zwischen- 
15 einer Chuck-nahen Position- 12, bei. der sich der Chuck 2 in ei- . 
ner Position innerhalb des Arbeitsbereiches 6 befindet, und der 
Aufnahmeposition 13 durch die Offnung 9 in dem GehSuse 7 hin- 
durch verfahrbar ist, Der Schlitten 11 besteht aus zwei selt- 
lich neben dem Chuck 2 angeordneten iTeleskops chi enen 14^ die 
20 unterhalb einer Ebene angeordnet sind, in der die Auf lageflache 
3 liegt. Der Schlitten 11 weist weiterhin einen Schlittenan- 
trieb .15 auf, der mit dem Chuckantrieb 5 verbunden ist. 

Der Schlitten IX ist mit einer Halterung 16 versehen. 

■ ■ "-r^ ■ 

wie in den Fig. 1 tind 2 dargestellt, ist die Halterung 16 ntit 
25 einer pinzettenhalterung 17 zur Aufnahme einer die Halbleiter- 
scheibe 4 haltende Pinzette 18 versehen. In dem Chuck 2 sind 
drei Hubstifte 19 angeordnet. Diese sind senkrecht zur Auflage- 
fiache beweglich. 

Die Pinzettenhalterung 17 ist mit einer vertikalen Statze 20 . 
3 0 versehen, wodurch die Pinzettenhalterung 17 einen vertikalen 
Abstand 21 zu dem Schlitten 11 aufweist \md daimit die Halblei- 
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terscheibe 4 mit einem geringen Abstand liber den Spitzen der 
Hubstifte 19.1iegt. 

Die Pinzette 18 ist mit einer Vakuumsaugf lache 22 versahen, die 
die Unterseite der Halbieiterscheibe 4 untergreif t . In die Va- 
5 kuumsaugf lache 22 sind Vakuxamrillen 23 eingebracht, die mit 
Vacuum beauf schlagt warden, konnen. Hierzu 1st in einem Scliaft 
24 der Pinzette 18 ein Drei-Wege-Vexitil 25 angeordnet. Dieses 
ventil ist mit einem Vakuumanschluss 26 an eine nicht naher 
dargestellte Vakuumguelle angeschlossen- imd an den anderen 
~10 Seiten mit den VakuTomrillen 23 und mit der freien Atmosphere 
verbunden. Durch Schalten des Ventils 25 kann die Vaku- 
umsaugf lache 19 die Halbleiterscheibe 4 ansaugen oder. es kann 
die Vakuumsaugf lache 22 beliiftet werden. 

Zusatzlich kann die Pinzette 18 auch mit einem nicht naher 
15 dargestellten Drehteller versehen werden, um die . 
Halbleiterscheibe 4 auch in ihrer Winkellage auszurichten, Der 
Drehteller ist in einem ebenfalls- nicht dargestellten Luftlager ' 
gelagert, dass auch mit Vakuiun beauf schlagt werden kann, so 
dass eine Spannwirkung eintritt, Nach Beendigung des 
20 Ausrichtvorganges kann dann dieser Drehteller mit Vakuuin 
festgespannt werden. 

Diese Pinzette 18 wird nun direkt in die Pinzettenhalterung 17 
eingera-stet . Dort wird sie zusammeh mit der Halbleiterscheibe 4 
uber die Auf lagef lache 3 des Chucks gefahren. Die vertikale Re- 
lativbewegung zwischen Halterxing 16 und Chuck 2 wird diirch eine 

25 Vertikalbewegung der Halterung 16 realisiert. Durch ein verti- 
kales Absenken der Halterung 16 gelangt die Unterseite der 
Halbleiterscheibe 4 in Kontakt mit den Spitzen der Hubstifte 
19, die sich in eirier definierten Position oberhalb der Chuck- 
oberf-lache befinden. Damit kann die Pinzette 18 von der Halb- 

3 0 leiterscheibe 4, gel6st werden. Dies geschieht durch eine Be-, 
luftung der Vakuumsaugf lache 22, indem die Bedienperson 27 das 
Drei-Wege- Ventil 25 in eine Stelluiig bringt in der die Vakuum- 
rillen 23 mit der freien Atmosphare verbunden werden. 
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Damit dieses Losen von der Bedienperson 27 problemlos vorgenom- 
men werden kann, hat der Scliaft 24 eine solche L^ge, dass das 
Drei-wege-Ventil 25 in der Lage, in der sich der Schlitten 11 
in der Chuck-nalien Position befindet^ von auSen, also aul^erhalb 
5 des Gehauses 7 zuganglich ist. . ^ 

Nach dem Losen der Pinzette 18 kann diese von der. Halbleiter- 
sclieibe 4 entfernt werden, da die ausgef ahrenen Hnbstifte 19 
einen Abstand zwischen der Auf lagef laclie 3 iind der Unterseite 
der Halbleiterscheibe 4 einstellen. In diesera zwischenraum ist 
10 dann die Pinzette 18 frei beweglich und- kann herausgezogen* wer- 
den: Dies erfolgt wiederum mittels des Schlittens' 11, an dessen 
Halteximg '16 die Pinzette • 18 iiber die Pinzettenhaltenarig 17 
noch befestigt 1st. Der Schlitten 11 bringt somit die Pinzette 
) 18 wieder an die Aufnahmepositiori 13, wo die Bedienperson 27 

■ 15 die Pinzette 18 aus -der Pinzettenhalterung 17 lost. Nach Zu- 
ruckfahren des Schlittens 11 in seine Chuck- nahe Position 12 
wird die Klappe 10 geschlossen. 

In der in Fig. 3 dargestellten Variante besteht der Chuck 2 in 
nicht naher dargestellter Weise aus einem Chuckkorper 2 8 rriit 
20 einer Chuckflache 2 9und einer auf der Chuckflache 29 aufliegen- 
den Chuckplatte 30. 

Die Chuckplatte 30 ist mit der Auf lagef lache 3 versehen. Sie 
ist von dem Chuckkorper 28 IGsbair. 

Die Chuckplatte 30 weist drei iiber die Chuckflache 29 Oberste- 
. . 2 5 hende Nasen 31 auf. Die Nasen 31 sind an der zylinderf 5rmigen 
^"Wt ' Chuclcplatte 30 angeschraubt , wobei sie einen winkel mit der 
winkelspitze im Mittelpunkt der Chuckplatte 30 von 120^ ein- 
schlieSen. . . 

Die Halterung 16 besteht aus einer Platte 32, in der eine Off-- 
30 nung 33 mit einer Of fnungsf l^che eingebracht ist. Die Offnungs- 
fiache der Off nung 33 ist zur Chuckflache 29 derairt ahnlich, 
dass die Halterung 16 in der Chuck-nahen .Position den Chuckkor- 
per 28 im Bereich der Chuckflache 29 beriihrirngs frei mit einem 
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AbstaxLd lomgreift, der kleiner ist als der Uberstand der Nasen 
31 uber die Chuckf laclne 29. In d&a Fig.; 8 bis 13 ist ein Ausfuli- 
riingsbeispiel mit einem einschiebbaren Sdilitten 11 darge- 
stellt. Dabei weist ein SubstrattrSger 34, wie in Fig. 11 dar- 
5 gestellt^ an seiner Unteirseite 35 das erste Halteinittel in Form 
einer Fuhrungsnut 3 6 auf^ die in ein Fxihrungsprof il 37 einge- 
bracht ist. Dabei ist das Fiihrungsprof il 37 iciit einem die Fuh.- 
rungsnutbreite im Randbereich der Fiihrungsnut 36 zu einem 
Schlitz 38 verringemden Nutrand 39 versehfen. Beiderseits einer 
10 Substratof fnung 40, die der Aufhahme zu testender Bauelemente 
dient, die nicbt naher dargestellt sind, ist j.e ein derartiges 
Fiihriingsprof il 37 mit der Unterseite 35 des Substrattragers 34 
verbunden. 

t • . ' 

In die Fiihrungsnuten 36 greifen zweite Halt emit t^l in Form von 
15 Haltestiften 41 IGsbar. ein, die in Fig. 13 dargestellt sind, 
Diese Haltestifte 41 sind mit dem Chuck 2 so verbunden, dass 
sie nur ,in vertikaler Richtung beweglicli lond nach uhten feder- 
belastet sind, Wenn der chuck 2 in vinterer Position ist, werden 
die Haltestifte 41 auf den Chuck^ntrieb 5 gWdruckt, in oberer* 
20 ' Position sind sie vom Chuckantrieb 5 gelGst . 

Die hier benannten Bezugszeichen sind in einer der anderen Fi- 
guren entsprechend dargestellt. 

Wie in Fig. 8 dargestellt, ist der Schlitten 11 von der Aufnah- 
meposition 13 von aufien einschiebbar . 

25 Gem^fi der Darstellung in Fig. 12 weist der Sub^trattrager 34 
ein drittes 'Haltemittel in Form einer, erst en Klinke 43 auf. In 
diese erste Klinke 43' greif t in eine zweite Klinke 45 als yier- 
tes Haltemittel ein, die mit dem Schlitten 11 verbvmden ist -and 
uber einen Zughebel 44 von aiuSen von der Bedienperson 27 beweg- 

30 bar. ist. Durch eine Betatigung des Zughebels 44 ist die zweite 
Klinke 45 von der ersten Klinke 43 15sbar. 

Der Substrattrager . 34 ist an seiner von der Aufnahmeposition 13 
aus gesehen rechten und liiiken Seite mit Fuhrungsiangsseiten 46 
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versehen/ die zu dor Bewegungsgeraden 47 zwischen Aufnahmeposi- 
tion 13 und Chuck- naher Position 12 parallel verlaufen, Der 
Sctilitten 11 weist seinerseits , zwei innere Fiihrungsschienen 48 
auf , in denen die Fuhrungslangsseiteh 46 eiusctiiebbar sind. 

5 ^ Relativ zur Aufnalimeposition 13 festgelegt sind ^uSeare ' FOh- 
rungsschienen 49 vorgesehen, in die der Schlitten 11 einschieb- 
t>ar ist, ' . 

Die Testsubstrate konnen nun auSerbalb des Probers 1 vorberei- 
tet werden/ indem der Substrattr^ger 34 beispielsweise mit meh- 
10 reren zu testenden Bauelementen bestiickt wird. Der bestuckte 
. Substrattrager. 34 wird dann mit seinen FiibrungslSngsseiten 46 
iri die inneren Fubrxzngsschienen 48 des Substrattragers 34 ein- 
geschoben. Dabei rastet die zweite Klinke 45 in die erste.Klin- 
ke 43 ein, wodurch ein Herausfallen des Substrattragers 34 auS' 
15 . dem Schlitten 11 verhindert wird. . 

AnschlieSend wird der Schlitten 11 zusainmen mit dem Substrat- 
trager 34 auf den auSeren Fuhnongsschienen 49 von der Aufnabme- 
position 13 zu der Chuck-nahen Position 12 geschoben. 

Bei' Erreichen der Chuck-nahen Position 12 schieben sich die 
20 Fuhrungsprofile 37 uber die KOpfe 42 der Haltestifte 41- 

Dadurch wird einerseits eine seitliche Halterung realisiert. 
Andererseits wird auch der Substrattrager 34 nach oben bin ar-; 
retiert, Dadurch kann nun eine kraf tschltissige Verbindung zwi- 
schen der Auflagef lache 3 des Chucks. 2 und der Unterseite .35 
|^^2 5 des Substrattragers, 34 und damit ein guter warmeleitungskontakt 
hergestellt werden. Hierzu fahrt der Chuck 2 bei auf geschobenen 
Substrattrager 3 4 nach oben und driickt entsprechend gegen den 
Substrattrager 34. Da diese nach oben durch den Ober den Nut- 
rand 3 9 uhd damit korrespondierend iiber den Kopf 42 nach unten 
30 gehalten werden, entsteht eine Andruckkraf t , 

Zur. Unterstatzung dieses Vorgariges und zur Definition der An- 
druckkraft werden die Haltestifte 41 f ederbelastet in ihre un- 
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tere Position gezogen, Beim Schieben der Fuhrungsnuten 36 auf 
die' Haltestifte 41 stiitzGn sich die Bodenf lachen 50 der F-Cih- 
rungsnuten 36 auf den obersten Punkten 51 der Kdpfe 42 unter 
Los\mg der Fiihrungsiangsseiten 46 von den • inneren Fuhrungs- 
5 schienen 48 ab. Dies erleichfcert das Herausglei ten des Sub- 
strattr^gers 34 aus dem Sciilitten 11. Vorlier wird die zweite 
Klinke 45 mittels des Zughebels 44 von der ersten Klirike 43 
gel5et . 

Danach kann der Schlitten 11 wieder vollstandig lierausgezogen 
10 werden, wobei' der Schlitten 11 wieder in den SuiSeren Fuliriings- 
scliienen 49 gleitet, bis er an der Aufnabmeposition 13 wieder 
entnommen werden kann. 

] Ji^' Nach dem Testen der Bauelemente fahrt der Chuck 2 wieder nacb 



Wj- unten, wodurch der Substrattrager 34 nur noch durch sein Eigen- 

15 gewicht auf den Haltestiften 41 aufliegt. Der Schlitten 11 wird 
jetzt wieder durch die Klappe 10 eingeschoben. Erreicht ier die 
Chuck- nahe Position 12, schiebt sich der Sixbstrattrager in die 
inneren FOhrungsschienen 48 des Schlittens 11. Dann klinkt die 
zweite Klinke 45 in die erste Klinke 43 ein. Nun kann der mit 
2 0 dem Siibstrattrager 34 versehene Schlitten 11 wieder ausgefahren 
warden und der Prober 1 steht fiir den nachsten Testvorgang zur 
Verftigung, 
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10 Prober mlt: Beladevorr±cht;ixiig' 

Beziiggzexchenllste 

I Prober 
15 2 Chuck' 

3 Auf lagef lache 

4 Halbleiterscheibe 
- 5 Cliuckantrieb 

6 Arbeitsbereicli 
2 0 7 Gehause 

8 Bedienseite 

9 Offnung 

10 Klappe 

II Schlitten 

25 12 Cbuck-nalie Position 

13 Aufnatuneposition 

14 Teleskopschiene 

15 Schlittenantrieb 

16 Halterung 

30 17 Pinzettenlia.lterung 

18 Pinzette 

19 Hiibstlft . 

20 vertikale Sttitze 

21 vertikaler Abstand 
35 22 Vakuumsaugf lache 
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23 Vakuuihrille 
2 4 Scliaft^ 
25 Drei-Wege-Ventil 
2 6 vakutrmanschluss 
5 2 7 Bedienperson 

28 Chuckkorper 

2 9 ChuckflSche 

3 0 Chuckplatte 
31 Nase 

10 32 Platte 

33 Offnuiig 

34 Slabs trattrager 

3 5 unterseite .des SiLbstra.ttrAgers 
3 6 Fuliirungsnut 
15 37 Fuhrungsprof il 

3 8 Sclilitz 
2 9 Nutrand 

40 Sutostratof fnung 
r4i Haltestift 
20 42 Kppf 

43 erste Klinke 
• 44 Zugiiebel 

45 zweite Klinke 

4 6 Fiihriingslangsseite 
25 47 Bewegrnngsgerade 

48 innere Fulirungsschiene 

49 auiSere Filhmngsschiene 



V.^ 50 Bodenf lache der Ptitirungsnut 



51 oberster Punkt des Kopfes 



30 
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10 Parobeac ttit Beladevorriclit'ung' ' 

Pgt: en t an spirii che 

l;. Prober mit Beladevorricbtung, der einen Chuck aufweist, der 

15 eijie Auf lagef lache f\ir ein Testsubstrat/ besteliend aus Svib- 

strattrager und zu testendem Bauelem^t, aufweist und mit 
einem Chuckantrieb versehen ist, luittels dem der. Cbuck in 
einem Arbeitsbereich verfabrbar ist/ mit einem Aufnahme- 
mittel fur die Aufnahme von Testsubstraten, das von einem 

20- Arbeitsbereich des Cbucks zu einer Aufnabmeposition auSer- 

•halb des Arbeitsbereiches verfabrba!r ist, dadurch gekenn- 
zeichnet , dass ein- Schlitten. (11) vorgesehen 1st, der zwi- 
schen einer Chuck-naben Position (12), bei der sicb d^r 
Chuck (2) in einer Position innerhalb des Arbeit sbereicbes 

25 ^(6) befindet/ und der Aufnahmeposition (13) verfahrbar ist. . 

dass der Schlitten (11) mit einer Halterung (16) versehen 
ist, in der das Testsubstrat (4) zumindest mittelbar so 
einsetzbar ist, dass das Testsubstrat (4) in der Cbuck- 
nahen Position (12) des Schlittens (11) liber dem Chuck (2.) 

3 0 liegt/ vmd die Halter\mg (16) und der Chuck (2) in der 

Chuck-nahen Position (12) des Schlittens (11) relativ zu- 
elnander vertikal beweglich sind. 

2. Prober mit Beladevorrichtung nach Ansprucb'l/ dadurch ge- 
kennzeichnet , dass der Arbeit sbereich (6) des Chucks" (2) 
35 . mit einem Gehause,J7) umgeben ist, dass die Aufnahmepositi^ 
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on (13) aufierhalb des Gehauses (7) liegt und dass in dem 
GehSuse eine Offnung (9) vorgesehen ist, die mit einer 
-Klappe (10) verschlieSbar' ist^ 

3. Prober rait Beladevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da- 
5 durch gekennzeibhnet , dass der Schlitten (11) einen Schlit- 

tenantrieb (15) aufweist, der mit dem Chuckantrieb (5) ver- 
bunden ist. 

4. Prober mit Beladevorrichtung nach Anspruch 2/ dadurch ge- 
Icennzeichnet , dass der Schlitten (11) einen Schlittenan- 

10 trieb (15) aufweist, der mit dem GehSuse (7) verbunden ist , 

5 . Prober mit Beladevorrichtuag nach einem der Anspriiche 1 bis 

4, dadurch gekennzeichnet / dass der Schlitten (11) oder der 
Schlittenantrieb (15) mit einem eigenen Vertikalantrieb 
versehen ist, mit der Schlitten (11) relativ zum Chuck (2) 
vertikal beweglich ist. 

6- Prober mit Beladevorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 
.5,^ dadurch gekennzeichnet ^ dass der Schlitten (11) unter- . 
halb einer Ebene angeordnet ist, in der die Auf lagef lache 
(3) liegt. 

7 - Prober mit Beladevorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 

5, dadurch gekennzeichnet , da3S der Schlitten (11) aus min- 
destens einer seitlich neben dem Chuck (2) angeordneten Te- 
leskopschiene (14) besteht. ' . 

8. Prober mit Beladevorrichtung nach einem der Ansprache 1 bis 
7, dadurch gekennzeichnet , dass die Halterung (16) mit ei- 
ner Pinzettenhalterung (17) zur Aufhahme einer das Testsub- 
strat (4) haltende Pinzette (18) und der Chuck (2). mit drei 
Hubstiften (19) versehen ist, die senkrecht zujt Auflagef la- 
che (3) zwischen einer ers ten Position, in der jede Stift- 
spitze an dem oberen Ende jedes Hubstiftes (19) in oder un-- 
ter der Auf lagef lache (3) und einer zwei ten Position, in 
der- jede Stiftspitze urn einen Betrag tiber der Auf lagef lache 
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- (3) liegt, beweglicli sindL. 

9. Prober mit Bela-cLevorrichtiong nach Anspruch 6 unci 8, dadurch , 
gekennzeichnet , dass die Pinzettenhalterxmg (17) mit einer 
vertikalen Stutze (20) versehen ist wobei die Pinzettenhal- 
5 teriang (17) einen vertikalen Abstand von dem Schlitten auf- 

weist. 

10- Prober init Beladevorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 
S, dadurcli gekennzeichiiet dass der Cbuck (2) aus einem 
Chuckkdrper (28) mit einer ChuckflSclie (29) und.einer auf 

10 .die Chuckflache (29) aufliegenden Chuckplatte (30) besteht, 

die mit der Auf lagef lache (3) versehen ist ucnd die von dem 
Cbuckkorper (28) 15sbar ist, dass die Chuckplatte (3 0) min- 
destens drei iiber. die Chuckflache (29) ubers tehende Nasen 
(31) aufweist, und dass die Haltervmg (16) eine Offnung (9) 

15 aufweist, die eihe der Chuckflache (29) ahnliche 6ffnungs- 

f lache derart aufweist/ dass die Halterung (16) in der 
Chuck-nahen Position (12) den ChuckkSrper (28) zuinindest 
teilweise beruhrungsf rei mit einem Abstand umgreift, der 
kl^iner i^t als der Uberstand der " Nasen (31) liber die 

20 ■ - Chuckflache (29) . 

11- Prober mit Beladevorrichtung nach Anspruch 10, daidurch ge- 
kennzeichnet , dass die Nasen (31) mit der Chuckplatte (30) 

' einstiickig yerbunden sind 

12. Prober mit Beladevorrichtung nach 'Anspruch 10-, dadurch ge- 

, ■ • ' , \ 

25 kennzeichnet , dass die Nasen (31) mit der Chuckplatte (30) ' 

fest -verb\inden sind, 

13. Prober mit Beladevorrichtung nach einem der Anspriiche 10 
bij3 1'2, dadurch gekennzeichnet , dass die Halterung (15) aus 
einer Platte (32) besteht/ in der die Offnung (33) mit der 

30 Offnungsf l^che eingebracht ist. 

14 . Prober mit Beladevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da- ' 
durch gekennzeichnet , dass der Chuck (2) aus einem Chuck- 
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korper (28) mit eiuer Cliuckfiache (29) und *einer auf die 
Chuckfiache (29) aufliegenden Chuckplatte (30) besteht, die 
mit der Auf lagef lache (3) vers^hen ist und die von dem 
Chucickorper (28) 16sbar ist, dass die Chuckplatte (30) an 
5 itirer Unterseite eirste Haltemittel aufweist, die in zweite 

Haltemittel , die mit dem Chuck veirbunden sind, I6sbar ein- 
' greifen, dass der Schlitten (11) von der Aufnahmeposition 
(13) von aufien einschiebbar ist und dass der Schlitten (11) 
ein drittes Haltemiittel (43) aufweist, das in ein viertes 
10 Haltemittel an der chuckplatte lOsbar elngreift. 

15- Prober mit Beladevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekemizeichnet , dass der Slabs trattr^ger (34) an sei- 
ner Unterseite (35) erste Haltemittel (36; 37; 38; 39) auf- 
weist, die in zweite HaltCTiittel (41; 42), die mit dem 
15 Chuck (2) verbunden sind, losbar eingreifen, dass der 

Schlitten (11) von der Aufnahmeposition (13) von aulSen ein- 
schiebbar ist und dass" der Schlitten (11) ein drittes Hal- 
temittel (43) aufweist, das in ein viertes Haltemittel (45) 
.an dem Substrattrager (34) 15sbar eingreift, 

20 16, Prober mit Beladevorrichtung nach Anspmch 14 oder^ 15, da- 
durch gekennzeichnet , dass das erste Haltemittel aus einer 
Fuhrungsnut (3 6) besteht, in die ein Haltestift (41). als 
zweites Haltemittel eingreift oder umgekehrt. 

17. ^Prober mit Beladevorrichtung nach Anspruch 16, dadurch ge- 
25 kennz ei chne t / dass die FOhrungsnut (36) einen die Fuhrungs- 

. nutbreite im Randbereich der FUhrungsnut (36) zu einem , 
Schlitz (38) verringernden Nutrand (39) aufweist und der 
Haltestift (41) eine pilzartigen Kopf (42) .aufweist^ der 
unter den Nutrand (39). der Fuhrungsnut (36) greift, wobei 
30 der Haltestift (41) in dem Schlitz (38) langsbeweglich ist. 

18. Prober mit Beladevorrichtung nach einem der Anspriiche 14 
bis 17, dadurch gekennzeichnet , dass die Chuckplatte oder 

• der Subs t rat trager (34) an ihren von der Aufnahmeposition 
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(13) aus gesehen rechten und llnken Seite Fuhriingslangssei- 
ten (46) aufweiseix, clie zu der Bewegungsgeraden (47) zwi- 
^c'h&n Aufnahmeposition (13) land Chuck-naher Position (12) 
parallel verlaufen, dass der Schlitten (11) -zwei irmere 
5 Fulirungss Chi enen (48) aufweist, in denen die Fulirungs- 

l&igsseiten (46) ^einscliiebbar sind, dass relativ zur Auf- 
nahmeposition (13) festgelegte aufiere PiUiriingsschienen (49) 
vorgesehen sind, in die der. Schlitten (11) in einer Ein- 
schubebene einschiebbar ist. 

10 19. Prober mit Beladevorrichtung nach Anspruch 17 und 18/ da- 
durch gekennzeichnet , dass vier Haltestifte (41) mit nach 
oben gerichteten Kdpfen (42 J und zwei zur Bewegiingsgeraden 
parallel liegende Fuhrungsnuten (36) vorgesehen sind, wobei 
^ , mit jeder Fuhrungsnut (36) je zwei Haltestifte (41) korres- 

^^15 pondieren, dass die Haltestifte (41) vertikal beweglich mit 

dem Chuck (2) Oder dem Chuckkorper (28) verbunden sind und 
f ederbelastet in ihre untere Position gezogen sind, dass 
sich beim Schieben der Fuhrungsnuten (36) auf die Halte- 
stifte (41) die Bodenflachen (50) der Fuhrungsnuten (36) 
20 auf obersten Punkten ('51) der Kopfe (42) un.ter Losung der. 

Ftihrungslangsseiten (46) von den inneren Fiihriingsschienen 
(48) abstiitzen. 

2 0.. Prober luit Beladevorrichtung nach einein der Anspruche 14 
bis 19, dadurch gekennzeichnet , dass das vierte Haltemittel 
2"5 (45) .von dem dritten Haltemittel (43) von aulSen losbar ist. 
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